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サーフェスモータ駆動サーフェスモータ駆動XYXYθθZZ33自由度平面ステージの開発自由度平面ステージの開発

研究の背景

原理

< A conventional 2-D stage >

・2段構造による，重心の偏り，
構造の複雑化

・高額なセンサによるコスト増加
・外部センサによる大型化

＜従来型の問題点＞

高速化：移動体の軽量化，構造の簡略化が必要
　　　　　　　
高精度化：センサによる計測，位置決め制御が必要
　　　　　　　

サーフェスモータ

サーフェスエンコーダ

サーフェスエンコーダ内蔵の
サーフェスモータ駆動型ステージを提案
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( Movement range : 40mm×40mm×20min )

結果
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X方向 ：100μmステップ駆動50回 X方向 ：20mmテップ駆動
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XYθZ３自由度精密計測・制御

X，Y方向 ：100nmステップ駆動 θZ 回転 ：0.5secステップ駆動
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